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 キーワード 高速・高精度位置決め、半導体の露光や回路パターンの検査及び２次電池及びコンデ
ンサなど蓄電製品の製造検査

①並進機構を用いたアクチュエータの減衰方法およびアクチュエータ（特許第6029063号、
US9496478B2）
②アクチュエータの減衰方法およびアクチュエータ（特許第3612670号）
③位置決め機構（特許第5028659号）

研究開発※：機構（メカニズム）が機能することを確認して
います。

 概要図

 特　徴 ・0.1nmの位置決め精度を有しながら、高速な応答を可能とする微動アクチュエータです。
・開発目標（逐次実用化）
　　　→位置決め精度：0.1nm (3σ)、動作距離：10μm～50μm 、サーボ帯域：1kHz以上

 独自性 ○積層型圧電素子による大きな推力で並進し、50 μm程度の動作領域と1kHzを超える高速性を有する
位置決め装置は、位置決め分野だけではなく種々の加工機分野からも要求があります。本アクチュエー
タは変位拡大機構を介在せず“特許第6029063号”を適用することで、0.1nmの位置決め精度と1kHz以上
のサーボ帯域を有し、微細加工に適用可能な冷却機能を有する機構として世界で初めて開発しました。

 シーズの名称 高速・高精度加工に挑む
～高速な連続動作の実現と高精度加工両立への挑戦～

 シーズの特性 活用が期待される分野 製造業

図1. 並進型ナノモーション

アクチュエータ (NMA-Si02)

図2. 動作時アクチュエータ内の発熱状態


